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Поверхностные процессы в плазме играют важнейшую роль  при создании структур нанометрового масштаба в микроэлектронике. В этой области широко применим так называемый процесс плазмохимического травления с помощью энергичных ионов.  
Создание тонких ровных канавок возможно с помощью существенно анизотропного травления, которое обеспечивается строго направленным движением ионов определённой энергии. Для травления различных материалов (в том числе диэлектриков) необходимо использовать ВЧ разряды низкого давления.

Итак, для того, чтобы контролировать процесс плазмохимического травления, необходимо знать энергетический спектр ионов и уметь управлять им. Однако, измерить стандартными методами энергетический спектр ионов во время реального процесса плазмохимического травления невозможно. Для того, чтобы отслеживать энергетический спектр ионов в режиме реального времени, необходимо создать некую виртуальную диагностику, которая была бы основана на теоретической модели энергетического спектра ионов, построенной исходя из простых физических представлений. Данная диагностика позволила бы следить за изменением энергетического спектра ионов в зависимости от измеряемых параметров разряда.
***

Была проведена серия экспериментов с различными газами и с различными параметрами разряда с целью выявления границ применения используемой теоретической модели для расчёта  энергетического спектра ионов. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что теоретическая модель энергетического спектра ионов на поверхности ВЧ электрода в слабоионизованной низкотемпературной неравновесной плазме, образованной в асимметричном ВЧЕ разряде низкого давления, построенная исходя из простых физических соображений, с достаточно хорошей точностью описывает экспериментальные данные, полученные с помощью анализатора энергий ионов методом отталкивающего поля. 
Далее, с помощью проверенной теоретической модели была создана виртуальная диагностика плазмы в виде программы, позволяющей отслеживать энергетический спектр ионов на поверхности ВЧ электрода без использования дополнительных приборов, требующих размещения внутри разрядной камеры. Наличие такой виртуальной диагностики избавит от необходимости использования дополнительных приборов, таких, как, например, анализатор энергий ионов методом отталкивающего поля, и, следовательно, сэкономит время и труд исследователей, работающих в области плазменных технологий. 
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